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本发明公开了一种多晶硅片智能化清洗装

置，包括清洗筒、筒盖和承载部，所述承载部包括

第一盛装篮、第二盛装篮和第三盛装篮，所述清

洗筒内具有超声发生装置，所述清洗筒连接有进

液管和出液管，所述进液管处具有第一阀门，所

述出液管处具有第二阀门，所述筒盖内具有内

腔，所述内腔通过管路连接有风机，所述管路处

具有加热单元，所述筒盖下方固定有一排与所述

内腔连通的喷嘴。本发明的清洗装置，清洗烘干

效率高。
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1.一种多晶硅片智能化清洗装置，其特征在于，包括清洗筒、筒盖和承载部，所述承载

部包括第一盛装篮、第二盛装篮和第三盛装篮，所述第一盛装篮包括第一底板、与第一底板

固定的圆环柱形的第一外侧壁部和与所述第一底板固定的圆环柱形的第一内侧壁部，所述

第一外侧壁部的内圆周处具有多个竖直的第一外卡槽，所述第一内侧壁部的外圆周处具有

多个竖直的第一内卡槽，所述第一外卡槽的数量等于第一内卡槽的数量，所述第一底板处

具有多个第一弧形通孔；所述第二盛装篮包括第二底板、与第二底板固定的圆环柱形的第

二外侧壁部和与所述第二底板固定的圆环柱形的第二内侧壁部，所述第二外侧壁部的内圆

周处具有多个竖直的第二外卡槽，所述第二内侧壁部的外圆周处具有多个竖直的第二内卡

槽，所述第二外卡槽的数量等于第二内卡槽的数量，所述第二底板处具有多个第二弧形通

孔；所述第三盛装篮包括第三底板、与第三底板固定的圆环柱形的第三外侧壁和与所述第

三底板固定的圆环柱形的第三内侧壁部，所述第三外侧壁部的内圆周处具有多个竖直的第

三外卡槽，所述第三内侧壁部的外圆周处具有多个竖直的第三内卡槽，所述第三外卡槽的

数量等于第三内卡槽的数量，所述第三底板处具有多个第三弧形通孔；所述第一底板处固

定有第一提杆，所述第一提杆穿过第一内侧壁部、第二底板、第二内侧壁部、第三底板和第

三内侧壁部，所述第二盛装篮和第三盛装篮能够相对于所述提杆滑动，所述第一、二、三底

板均为圆形，所述第一底板的圆周处固定有第一固定环，所述第二底板的圆周处固定有第

二固定环，所述第三底板的圆周处固定有第三固定环，所述第一固定环固定连接有多个第

一定位柱，所述第二固定环固定连接有多个第二定位柱，所述第二固定环具有多个被所述

第一定位柱穿过的第一定位孔，所述第三固定环具有多个被第二定位柱穿过的第二定位

孔，所述第二固定环的下表面具有多个端部呈半球形的第一凸起，所述第三固定环的下表

面具有多个端部呈半球形的第二凸起；所述清洗筒的内侧壁部固定有圆环形的第一承载环

和圆环形的第二承载板，所述第一承载环的上表面具有用于放置所述第一凸起的第一圆环

形滑槽，所述第二承载环的上表面具有用于放置所述第二凸起的第二圆环形滑槽，所述清

洗筒的底部具有转轴，所述转轴连接有转盘，所述转盘处具有定位凸起，所述第一底板的下

表面具有与所述定位凸起配合的定位凹槽，所述定位凸起和定位凹槽均为长方体形；所述

清洗筒的内具有多个超声发生装置，所述清洗筒还具有驱动所述转轴转动的驱动机构，所

述清洗筒连接有进液管和出液管，所述进液管处具有第一阀门，所述出液管处具有第二阀

门，所述筒盖内具有内腔，所述内腔通过管路连接有风机，所述管路处具有加热单元，所述

筒盖下方固定有一排与所述内腔连通的喷嘴。

2.根据权利要求1所述的多晶硅片智能化清洗装置，其特征在于，所述第一凸起有4个，

所述第二凸起有4个。

3.根据权利要求1所述的多晶硅片智能化清洗装置，其特征在于，所述第一、二凸起均

包括圆柱体部分和与圆柱体部分固定连接的半球体部分。

4.根据权利要求1所述的多晶硅片智能化清洗装置，其特征在于，所述第一、二定位柱

和第一、二定位孔均为2个。

5.根据权利要求1所述的多晶硅片智能化清洗装置，其特征在于，所述提杆的顶端固定

有矩形框部。

6.根据权利要求1所述的多晶硅片智能化清洗装置，其特征在于，所述第二固定环的外

径小于第二承载环的内径，所述第一固定环的外径小于第一承载环的内径；当所述第一底
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板与所述转盘抵接、多个第一凸起均位于第一圆环形滑槽内且多个第二凸起均位于第二圆

环形滑槽内时，所述第一内侧壁部的顶端与所述第二底板的下表面之间的距离大于10cm，

所述第二内侧壁部的顶端与所述第三底板的下表面之间的距离大于10cm。

7.根据权利要求1所述的多晶硅片智能化清洗装置，其特征在于，所述第一内侧壁部、

第二内侧壁部、第三内侧壁部、第一外侧壁部、第二外侧壁部和第三外侧壁部的高度均相

等。

8.根据权利要求1所述的多晶硅片智能化清洗装置，其特征在于，所述清洗筒为圆柱

形。
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一种多晶硅片智能化清洗装置

技术领域

[0001] 本发明涉及多晶硅领域，具体涉及一种多晶硅片智能化清洗装置。

背景技术

[0002] 多晶硅片，是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时，硅原子以金

刚石晶格形态排列成许多晶核，如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒，则这些晶粒结合起

来，就结晶成多晶硅。随着新能源技术的发展，多晶硅片的技术也得到长足的发展，并且由

于光伏发电的需求巨大，因此多晶硅片的产量，需要较高的生产效率。多晶硅在生产过程中

需要经过清洗步骤。在清洗效率和清洗效果上，存在一定矛盾。并且还需要经过烘干操作。

发明内容

[0003] 发明目的：本发明旨在克服现有技术的缺陷，提供一种多晶硅片智能化清洗装置。

[0004] 技术方案：一种多晶硅片智能化清洗装置，包括清洗筒、筒盖和承载部，所述承载

部包括第一盛装篮、第二盛装篮和第三盛装篮，所述第一盛装篮包括第一底板、与第一底板

固定的圆环柱形的第一外侧壁和与所述第一底板固定的圆环柱形的第一内侧壁，所述第一

外侧壁的内圆周处具有多个竖直的第一外卡槽，所述第一内侧壁的外圆周处具有多个竖直

的第一内卡槽，所述第一外卡槽的数量等于第一内卡槽的数量，所述第一底板处具有多个

第一弧形通孔；所述第二盛装篮包括第二底板、与第二底板固定的圆环柱形的第二外侧壁

和与所述第二底板固定的圆环柱形的第二内侧壁，所述第二外侧壁的内圆周处具有多个竖

直的第二外卡槽，所述第二内侧壁的外圆周处具有多个竖直的第二内卡槽，所述第二外卡

槽的数量等于第二内卡槽的数量，所述第二底板处具有多个第二弧形通孔；所述第三盛装

篮包括第三底板、与第三底板固定的圆环柱形的第三外侧壁和与所述第三底板固定的圆环

柱形的第三内侧壁，所述第三外侧壁的内圆周处具有多个竖直的第三外卡槽，所述第三内

侧壁的外圆周处具有多个竖直的第三内卡槽，所述第三外卡槽的数量等于第三内卡槽的数

量，所述第三底板处具有多个第三弧形通孔；所述第一底板处固定有第一提杆，所述第一提

杆穿过第一内侧壁部、第二底板、第二内侧壁部、第三底板和第三内侧壁部，所述第二盛装

篮和第三盛装篮能够相对于所述提杆滑动，所述第一、二、三底板均为圆形，所述第一底板

的圆周处固定有第一固定环，所述第二底板的圆周处固定有第二固定环，所述第三底板的

圆周处固定有第三固定环，所述第一固定环固定连接有多个第一定位柱，所述第二固定环

固定连接有多个第二定位柱，所述第二固定环具有多个被所述第一定位柱穿过的第一定位

孔，所述第三固定环具有多个被第二定位柱穿过的第二定位孔，所述第二固定环的下表面

具有多个端部呈半球形的第一凸起，所述第三固定环的下表面具有多个端部呈半球形的第

二凸起；所述清洗筒的内侧壁固定有圆环形的第一承载环和圆环形的第二承载板，所述第

一承载环的上表面具有用于放置所述第一凸起的第一圆环形滑槽，所述第二承载环的上表

面具有用于放置所述第二凸起的第二圆环形滑槽，所述清洗筒的底部具有转轴，所述转轴

连接有转盘，所述转盘处具有定位凸起，所述第一底板的下表面具有与所述定位凸起配合
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的定位凹槽，所述定位凸起和定位凹槽均为长方体形；所述清洗筒的内具有多个超声发生

装置，所述清洗筒还具有驱动所述转轴转动的驱动机构，所述清洗筒连接有进液管和出液

管，所述进液管处具有第一阀门，所述出液管处具有第二阀门，所述筒盖内具有内腔，所述

内腔通过管路连接有风机，所述管路处具有加热单元，所述筒盖下方固定有一排与所述内

腔连通的喷嘴。

[0005] 进一步地，所述第一凸起有4个，所述第二凸起有4个。

[0006] 进一步地，所述第一、二凸起均包括圆柱体部分和与圆柱体部分固定连接的半球

体部分。

[0007] 进一步地，所述第一、二定位柱和第一、二定位孔均为2个。

[0008] 进一步地，所述提杆的顶端固定有矩形框部。

[0009] 进一步地，所述第二固定环的外径小于第二承载环的内径，所述第一固定环的外

径小于第一承载环的内径；当所述第一底板与所述转盘抵接、多个第一凸起均位于第一圆

环形滑槽内且多个第二凸起均位于第二圆环形滑槽内时，所述第一内侧壁部的顶端与所述

第二底板的下表面之间的距离大于10cm，所述第二内侧壁的顶端与所述第三底板的下表面

之间的距离大于10cm。

[0010] 进一步地，所述第一内侧壁部、第二内侧壁部、第三内侧壁部、第一外侧壁部、第二

外侧壁和第三外侧壁部的高度均相等。

[0011] 进一步地，所述清洗筒为圆柱形。

[0012] 有益效果：本发明的清洗装置，能实现高效清洗，并且有利于烘干。

附图说明

[0013] 图1为清洗装置示意图；

[0014] 图2为第二承载篮示意图。

具体实施方式

[0015] 附图标记：1.1第一底板；1.2第一外侧壁部；1.3第一内侧壁部；1.4第一固定环；

1.5第一定位柱；2.1第二底板；2.1.1第二弧形通孔；2.2第二外侧壁部；2.3第二内侧壁部；

2.4第二固定环；2.5第二定位柱；2.6第一凸起；3.1第三底板；3.2第三外侧壁部；3.3第三内

侧壁部；3.4第三固定环；3.6第二凸起；4提杆；5矩形框；11清洗筒；12转轴；13超声发生装

置；14第一承载环；15第二承载环；16出液管；17进液管；18筒盖；19内腔；20风机；21加热单

元；22喷嘴。

[0016] 一种多晶硅片智能化清洗装置，包括清洗筒11、筒盖和承载部，所述承载部包括第

一盛装篮、第二盛装篮和第三盛装篮，所述第一盛装篮包括第一底板1.1、与第一底板1.1固

定的圆环柱形的第一外侧壁1.2和与所述第一底板固定的圆环柱形的第一内侧壁1.3，所述

第一外侧壁的内圆周处具有多个竖直的第一外卡槽，所述第一内侧壁的外圆周处具有多个

竖直的第一内卡槽，所述第一外卡槽的数量等于第一内卡槽的数量，所述第一底板处具有

多个第一弧形通孔；所述第二盛装篮包括第二底板2.1、与第二底板固定的圆环柱形的第二

外侧壁2.2和与所述第二底板固定的圆环柱形的第二内侧壁2.3，所述第二外侧壁的内圆周

处具有多个竖直的第二外卡槽，所述第二内侧壁的外圆周处具有多个竖直的第二内卡槽，
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所述第二外卡槽的数量等于第二内卡槽的数量，所述第二底板处具有多个第二弧形通孔

2.1.1；所述第三盛装篮包括第三底板3.1、与第三底板固定的圆环柱形的第三外侧壁3.2和

与所述第三底板固定的圆环柱形的第三内侧壁3.3，所述第三外侧壁的内圆周处具有多个

竖直的第三外卡槽，所述第三内侧壁的外圆周处具有多个竖直的第三内卡槽，所述第三外

卡槽的数量等于第三内卡槽的数量，所述第三底板处具有多个第三弧形通孔；所述第一底

板处固定有第一提杆4，所述第一提杆穿过第一内侧壁部、第二底板、第二内侧壁部、第三底

板和第三内侧壁部，所述第二盛装篮和第三盛装篮能够相对于所述提杆滑动，所述第一、

二、三底板均为圆形，所述第一底板的圆周处固定有第一固定环1.4，所述第二底板的圆周

处固定有第二固定环2.4，所述第三底板的圆周处固定有第三固定环3.4，所述第一固定环

固定连接有多个第一定位柱1.5，所述第二固定环固定连接有多个第二定位柱2.5，所述第

二固定环具有多个被所述第一定位柱穿过的第一定位孔，所述第三固定环具有多个被第二

定位柱穿过的第二定位孔，所述第二固定环的下表面具有多个端部呈半球形的第一凸起

2.6，所述第三固定环的下表面具有多个端部呈半球形的第二凸起3.6；所述清洗筒的内侧

壁固定有圆环形的第一承载环和圆环形的第二承载板，所述第一承载环的上表面具有用于

放置所述第一凸起的第一圆环形滑槽，所述第二承载环的上表面具有用于放置所述第二凸

起的第二圆环形滑槽，所述清洗筒的底部具有转轴，所述转轴连接有转盘，所述转盘处具有

定位凸起，所述第一底板的下表面具有与所述定位凸起配合的定位凹槽，所述定位凸起和

定位凹槽均为长方体形；所述清洗筒的内具有多个超声发生装置13，所述清洗筒还具有驱

动所述转轴转动的驱动机构，所述清洗筒连接有进液管17和出液管，所述进液管16处具有

第一阀门，所述出液管处具有第二阀门，所述筒盖内具有内腔，所述内腔通过管路连接有风

机20，所述管路处具有加热单元21，所述筒盖下方固定有一排与所述内腔连通的喷嘴22。

[0017] 所述第一凸起有4个，所述第二凸起有4个。所述第一、二凸起均包括圆柱体部分和

与圆柱体部分固定连接的半球体部分。所述第一、二定位柱和第一、二定位孔均为2个。所述

提杆的顶端固定有矩形框部。所述第二固定环的外径小于第二承载环的内径，所述第一固

定环的外径小于第一承载环的内径；当所述第一底板与所述转盘抵接、多个第一凸起均位

于第一圆环形滑槽内且多个第二凸起均位于第二圆环形滑槽内时，所述第一内侧壁部的顶

端与所述第二底板的下表面之间的距离大于10cm，所述第二内侧壁的顶端与所述第三底板

的下表面之间的距离大于10cm。所述第一内侧壁部、第二内侧壁部、第三内侧壁部、第一外

侧壁部、第二外侧壁和第三外侧壁部的高度均相等。所述清洗筒为圆柱形。

[0018] 本发明的清洗装置，承载部包括第一盛装篮、第二盛装篮和第三盛装篮，第一、二、

三盛装篮可以放置多个硅片，并且通过提杆(吊钩勾住矩形框)，可以一次将第一、二、三盛

装篮一次性吊装。并且当起吊装置将承载部放置在清洗筒内时，第一盛装篮承载在转盘上，

第二盛装篮搁置在第一承载环上，第三盛装篮搁置在第二承载环上，从而第一、二、三盛装

篮之间具有较大的空隙，从而在超声清洗时，能对各个硅片进行充分的清洗。另外，凸起和

滑槽的设置能够减少滑动的阻力，通过转盘的转动带动第一盛装篮的转动，再带动第二、三

盛装篮的缓慢转动，从而排成一排的喷嘴能够对所有的硅片进行热风吹扫，从而快速烘干，

增加清洗烘干效率。同时清洗比较完全。

[0019] 尽管本发明就优选实施方式进行了示意和描述，但本领域的技术人员应当理解，

只要不超出本发明的权利要求所限定的范围，可以对本发明进行各种变化和修改。
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